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(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING A DVD 

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM HERSTELLEN EINER DVD 



\^ (57) Abstract: The invention relates to a method for producing a DVD comprised of two DVD substrates A and B. According to 
ff) the invention, the first substrate (disc A) of the DVD is produced using a first injection aggregate (A), and the second substrate (disc 
^ B) of the DVD is produced using a second injection aggregate (6). In addition, one or both DVD substrates are coated, in particular, 
metallized in a coating station. One or both DVD substrates are provided with an adhesive in an adhesive application station. DVD 
O substrates A and B are fed to at least one joining station provided for joining disc A and disc B to form a DVD. One or more walking 

O beams (12) are provided for transporting DVD substrates A and B, whereby disc A and disc B rest on the walking beam(s) (12) one 
. behind the other in a row and in an alternating manner (A-B-A-B-A-B -...). The walking beam(s) is/are operated in a double step. 

^ [Fortsetzung auf der ndchsten Seite ] 
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Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen 
AbkHrzungen wird auf die Erkl&rungen ("Guidance Notes on 
Codes and Abbreviations") am Anfangjeder reguldren Ausgabe 
der PCT-Gazette verwiesen. 


(57) Zusammcnfessung: Verfahren zum Herstellen einer DVD aus zwei DVD-Substraten A und B, wobei mit einem ersten Spritz- 
aggrcgat A das erste Substrat (A-Scheibe) und mit einem zweiten Spritzaggregat B das zweite Substrat (B-Scheibe) der DVD her- 
gestellt warden, wobei in einer Beschichtungsstation ein oder beide DVD-Substrate beschichtet. insbesondere metallisiert werden, 
wobei in einer Kleberauftragsstation ein oder beide DVD-Substrate mit einem Klebstoff versehen werden und wobei die DVD-Sub- 
strate A und B wenigstens einer FUgestation zum Verbinden von A-Scheibe und B-Scheibe zu einer DVD zugefiihrt werden. Zum 
Transportieren der DVD-Substrate A und B sind ein oder mehrere Walking-beams (12) vorgesehen wobei. die A-Scheibe und die 
B-Scheibe abwechselnd in einer Reihe hintereinander auf dem oder den Walking-beam (12) liegen (A-B-A-B-A-B-...). Der oder die 
Walking-beams wind/werden in einem Zweierschritt betrieben. 
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"Verfahren und Vorrlchtung zum Herstellen einer DVD" 
Beschreibung 

« .• 

Die Erfindung betriffl ein Verfahren zum Herstellen einer DVD gemalJ dem Oberbegriff von Patentanspruch 
1 sowie eine Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens gemali dem Oberbegriff von Patentanspruch 
11. 

Bei der Herstellung einer DVD warden zunachst von zwei Spritzaggregaten A und B die spater zu 
verklebenden DVD-Substrate A und B in einem SpritzgielJvorgang hergestelit, AnschlieSend v/erden diese 
Substrate gekutilt, zu einer oder mehreren Metallisierungstaticnen und danach zu der eigentlichen 
Bondingstation transportiert, die im wesentlichen eine Kleberauftragsstation und eine Fugestation umfassl. 
In der Kleberauftragsstation werden ubiicherweise Klebstoffe vom Typ Hotmelt oder ein flussiger, UV- 
aushartender Klebstoff verwendet. Der Hotmelt-Klebstoff wird mittels eines mit einem Rake! ausgestalteten 
Walzensystem aufgetragen, wobei die Substrate A und B nebeneinanderliegend unter dem Rakel 
hindurchbewegt werden. Der UV-ausliartende Klebstoff wird mittels einer Dosiernadel auf eine oder beide 
Substrate aufgetragen. In der Fugestation werden die DVD-Substrate A und B zusammengefugt und der 
Klebstoff zur Aushartung gebracht, wobei bei dem UV-aushartenden Klebstoff zusatzlich die Anwendung 
von UV-Strahiung erforderlich ist. Fiir den Transport der DVD-Substrate A und B von den 
SpritzgieRmaschinen durch die gesamte Produktionsstrecke bis zur fertig gebondeten DVD werden die 
Substrate auf Transporteinrichtungen wie beispielsweise Transportbandem, Spindein, oder einem 
sogenannten "walking-beam" bewegt und mit Handlingsystemen von den Transporteinrichtungen 
abgehoben und umgesetzt(sogenanntes Pick and Place). 

Ein "walking beam" - Transportsystem Ist in den Fig.l und Fig.2 ausschnittsweise in Seitenansicht und in 
Draufsicht gezeigt. Ein komplettes Walking-Beam-Transportsystem besteht aus einer geeigneten Anzahi 
von Einheiten der in Fig.1 bzw. 2 dargestellten Art. Die genaue Anzahi richtet sich nach der Lange der 
Transportstrecke. Dieses Transportsystem besteht aus einem horizontal feststehenden und vertikal 
bewegbaren Transportbalken 1 (sogenannter ..Beam") und einem koaxial zu diesem Transportbalken 
angeordneten und in Langsrichtung bewegbaren Transportrahmen 2 (sogenannter ^Walk"). Dieser waist im 
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wesentllchen mm balkenartige Etemente 2a und 2b auf, die in Aufsiclit (sielie Fig.2) links und rechls des 
Transportbalkens 1 angeordnet sind. Auf den balkenartigen Elemsnten 2a und 2b sind Halteelemente 7 
angeordnet, die jeweils uber eine Auflageflache 8 fur das DVI>Substrat 5 und seitliche Fixierpins 9 
verfugen. Durch die Teilschnittdarstellung in Rg.1 ist dort nur das hintere (linke oder recfite) Element des 
Transportralimens 2 dargestellt Der Transportbalken 1 ist mit einer Reihe von im wesentlichen 
zylinderformigen, mit Zentrierpins 4 ausgestatteten Tragem 3 bestuckt, auf denen die DVD-Substrate 5 
abgelegt werden, wobei jeweils der Zentrierpin 4 die zentrische Ausnelimung 6 in dem DVD-Substral 
dupchstolit. Zum Transportieren werden durch eine Abwartsbewegung des Transportbalkens 1 zunachst 
die auf den Tragem 3 aufliegenden DVD-Substrate 5 auf den Auflageflachen 8 der Halteelemente 7 des 
Transportrahmens 2 abgelegt und nachfolgend die Zentrierpins 4 nacli unten aus den zentrischen 
Ausnehmungen 6 der DVD-Substrate 5 herausgefahren. Der Transportrahmen 2 wird nun in der Regel 
eine Station in Langsrichtung bewegt bis die Reilie von DVD-Substraten 5 so uber dem Transportbalken 1 
posilioniert sind, dall sich die zentrischen Ausnehmungen 6 der DVD-Substrate 5 wieder genau uber dem 
in der Regel benachbarten Trager 3 und dessen Zentrierpin 4 befinden. Durch eine Aufwartsbewegung des 
Transportbalkens 1 greifen die Zentrierpins 4 in die Ausnehmungen 6 der DVD-Substrate 5 und der 
Transportbalken 1 mit den Tragem 3 hebt diese vom Transportrahmen 2 ab. Der Transportrahmen (Walk) 
wird nun in die entgegengesetzte Richtung in seine Ausgangsposition zuriickbewegt und der Zyklus 
beginnt von neuem, d.h. der Transportbalken (Beam) beglnnt mit der nachsten Abwartsbewegung und so 
fort. 

Bei der Herstellung von DVD*s werden die von dem Spritzaggregat A hergestellten Substrate A auf einer 
ersten und die von dem Spritzaggregat B hergestellten Substrate B auf einer zweiten Transportvorrichtung 
der zuvor genannten Art abgelegt und separat, in der Regel parallel zueinander, bis zu den und durch die 
nachfolgenden Bearbeitungsstationen hindurchtransportiert, bis an der Fiigestation von der A- 
Transporteinrichtung ein A-Substrat und von der B-Transporteiniichtung ein B-Substrat mit einem 
Handlingsystem ergriffen und in der richtigen Reihenfolge in der Fiigestation abgelegt werden (US 
5,961,777). Durch den getrennten, parallelen Transport von A-Substrat und B-Substrat bis zur Fugestation 
wird sichergestellt, dass stets ein A-Substrat mit einem B-Subslrat zusammengefugt wird, 

Andererseits besitzt ein derartiges Herstellungsverfahren mehrere Nachteile. Zum einen beanspnicht ein 
doppeltes Transports/stem entsprechend viel Raum. Ausserdem mOssen die Transporteinrichtungen im 
Betrieb so aufeinander abgestimmt sein, daft an der Fugestation jeweils ein A-Substrat und ein B-Substrat 
im richtigen Produktionszyklus, gegebenenfalls zeitgleich, bereitgestellt werden. Dies erfordert einen 
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entsprechenden Aufwand an Steuemngselektronik und Software, damit die mechanischen Teile im 
richtigen Produktionszyklus zusammenwirken. Fur die Metallisierung von A-Substrat und B-Substrat 
mussen femer separate Beschichtungseinrichtungen vorgesehen werden. Im Falle eines Hotmelt- 
Kiebstoffauftrags Ist das VValzensystem so breit auszulegen, daS das A-Substrat und das B-Substrat 
gleichzeitig mit Hotmelt-Klebstoff belegt werden konnen. Dabei kommt es zu einer geringfiigigen 
Durchbiegung des Rakels, mit dem der Klebstoff auf die nebeneinanderliegenden Substrate A und B 
aufgetragen wird. Dies hat zur Folge, daS der Webstoffauftrag mit einem ungleiciimassigen Dmck auf die 
Substrate erfolgt; in der mie des Rakels.ist der Daick lioher als an dessen Randem, so dafi die Substrate 
ungleictimassig mit Kleber beschlchtet werden. Infolgedessen kommt es beim Bonden der Substrate zur 
Ausbildung von Unwuchten. SchlieBlich mussen auch fur jede Transportlinie getrennte Handlingsysteme 
(Pick&Place) vorgesehen werden, also praktisch die doppelte Anzahl von Pick&Place. 

Der Erfindung liegt nunmehr die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Herstellen 
einer DVD anzugeben, bei dem automatisch und ohne aufwendige ZusatzmaRnahmen in der 
Steuerungselektronik und in der Software sichergestellt ist, da(i beide Substrate A und B stets im richtigen 
Produktionszyklus und daruberhinaus zeitgleich fertig zum Bonden an der Fugestation bereitgestellt 
werden. 

Zur Losung dieser Aufgabe wird erfindungsgemali vorgeschlagen, da(i zum Transportieren der DVD- 
Substrate A und B ein oder mehrere walking-beam vorgesehen sind, daft die A-Scheibe und die B-Scheibe 
abwechselnd In einer Reihe hintereinander auf dem oder den walking-beam liegen (A-B-A-B-A-B-...) und 
dali der oder die walking-beam In einem Zweierschritt betrieben wird/werden. Die Substrate A und B 
durchlaufen somit in der "richtigen" Reihenfoige A-B-A-B-A-B-... den gesamten Herstellungsprozess. Da 
der walking beam im Zweierschritt bewegt wird, befinden sich die A-Substrate stets an der einen gleichen 
Position, wahrend sich die B-Substrate stets an der anderen gleichen Position befinden, was eine 
Titelverfolgung ohne Sensorik und Software-Aufwand eriaubt. Wflrde man hingegen mit einem walking 
beam im Einerschritt die DVD-Substrate A und B hintereinander transportieren, wurde sich die 
Titelverfolgung wesentlich schwieriger gestalten. da an derselben Position einmal das A-Substrat und 
einmal das B-Substrat liegt, und an der Obeigabestelie zur Fugestation waren weitere Massnahmen zu 
eiigneifen, damit sichergestellt Ist, daft stets ein A-Substrat mit einem B-Substrat richtig zusammengefugt 
wird. 
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Die Verwendung eines im Zweierschritt betriebenen walking beam bietet daruberhinaus den Vorteil, dali 
anstelle von rz/ei separaten Metallisierem ein Kombisputter eingeselzt werden kann, der Qber zwei 
Sputterquellen verfiigt, urn gleichzeitig die zu metallisierenden Substrate A und B beschichten konnen. Urn 
den .. Kombisputter in kurzester Zeit mit Substraten A und B bedienen zu konnen, ist gemali den 
Unteranspruchen 3 und 14 vorgesehen, dali zwei Tandemgreifer vorgesefien sind, die derart 
zusammenwirken, dali mit dem ersten Tandemgreifer ein Paar, bestetiend aus einem A-Substrat und 
einem B-Sustrat, von dem walking beam abgehoben und in den Kombisputter eingelegt wird, wahrend 
zeitgleioh mit dem zweiten Tandemgreifer das zuvor fertig gesputterte Paar von A-Substrat und B-Substrat 
entnommen und auf den nunmehr freien Platzen des walking beam abgelegt wird, wobei die Reilienfolge 
auf dem walking beam, namlich A-B-A-B-A-B... erhalten bleibt. 

Bei Venwendung eines Klebstoffs vom typ Hotmelt ergibt sich als weiterer Vorteil, dafi die Substrate in 
einer Reihe hintereinanderliegend unter dem Rakel fur den Kleberauftrag hindurchbewegt werden, so dali 
das Rakel im Vergleich zum Stand der Technik urn etwa die Halfte kiirzer ausgelegt werden kann, was den 
Grad der Durchbiegung deutlich reduziert und schon allein aus diesm Gmnd der Kleberauftrag 
gleichmassiger erfolgt. Ausserdem durchlaufen sowohl die A-Substrale als auch die B-Substrate das 
Walzensystem der Kleberauftragsstation stets an derselben Steile, so daB sich auch das Auflragsmuster 
von A-Substrat und von B-Substral im Gegensatz zum Stand der Technik nicht unterscheidet. Fur die 
Zufuhr der Substrate A und B zu dem Walzensystem der Kleberauftragsstation konnen diese mit einem 
Tandemgreifer gleichzeitig von dem walking beam erfasst und auf das Transportband umgesetzt werden 
Oder mit dem beam des walking beam ohne zusatzliches Handling direkt auf das Transportband aufgelegt 
werden, was einen Zeitvorteil gegenuber dem Hintereinanderablegen bedeutet. Nach Verlassen der 
Kleberauftragsstation liegen die mit Hotmelt-Klebstoff belegten Substrate A und B immer noch in der 
Reihenfolge A-B-A-B-A-B... vor, so da(i anschlieliend von einem Tandemgreifer gleichzeitig ein A-Substrat 
und ein B-Substrat erfasst und bekie in die Fugestation umgesetzt werden konnen. In weiterer vorteilhafter 
Ausgestaltung weist die Fugestation zwei zusammenklappbare Halften auf, die in zusammengeklapptem 
Zustand eine Vakuumkammer bilden, wobei zusatzlich in der unteren Halfte der Trager fur die untere 
Scheibe als Kolben ausgebildet ist und zum Verpressen der Substrate mit Druckluft beaufschlagt werden 
kann. Es findet also eine Kombination aus Vakuumfiigen und Verpressen in einer Station statt 
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Mit der vorliegenden Erfindung spart man sich im Gegensatz zum Stand der Technik ausserdem das 
getrennte Greifen- eines A-Subtrats von der ersten und eines B-Substrats von der zweiten 
Transporteinrichtung, wobei zusatzlich darauf geachtet werden muB, dad diese in der richtigen Reihenfolge 
in der Bondingstafion abgelegt viferden. Da nur eine Transporteinrichtung venwendet wird, kommt man mil 
weniger Handling- und Umsetzstationen aus, insbesondere wenn nur ein walking beam eingesetzt wird. 

Nachfolgend soil die Erfindung anhand von Ausfuhmngsbeispielen und unter Bezugnahme auf die Figuren 
3 und 4 naher erlautert werden. 

Figur 3 zeigt schematisch eine erfindungsgemalSe Vorrichtung vom Typ Hotmelt-Bonder. Zwei 
Spritzaggregate 10 und 11 sind seitlich von einem walking-beam 12 versetzt zueinander angeordnet, wobei 
der Versatz gerade einem Schritt des walking-beam entspricht. Mittels Ubergabeeinrichtungen 13 und 14 
werden die DVD-Substrate A und B ortlich hintereinander, aber zeitgleich, auf dem walking-beam 12 auf 
den Tragem abgelegt. Durch Ausfuhrung eines Zweierschritts werden die gerade abgelegten Substrate A 
und B urn zwei Schritte in Richtung dei- Bondingstation 15 weiterbewegt Nach Zuruckbewegen des 
Transportrahmens des walking-beam kann dieser erneut zwei Substrate A und B in dieser Reilienfolge 
aufnehmen und um zwei Schritte in Richtung der Bondingstation weiterbewegen. Auf dem walking-beam 
12 liegen die Substrate A und B also jeweils hintereinander und bilden eine Reihe A-B-A-B-A-B-A-B-usw. 
Wahrend des Transports werden die DVD-Subslrate gleichzeitig gekuhit, passiv durch Umgebungsiuft Oder 
aktiv durch Frischiuftzufuhr. In der Metallisierungsstation 16 ist ein Komblsputter mit zwei Sputterquellen 
vorgesehen. Zwei Tandemgreifer 26 und 27 sind um eine senkrechte Achse 28 drehbar und greifen jeweils 
ein Paar, bestehend aus einem Substrat A und einem Substrat B. Der erste Tandemgreifer 26 ergreifl ein 
noch unbeschichtetes Paar A und B von dem walking beam 12, wahrend gleichzeitig der zweite 
Tandemgreifer 27 das gerade beschichtete Paar A und B in dem Kombisputter 16 ergreift (wobei je nach 
DVD-Typ nur ein Substrat oder beide Substrate beschichtet werden, in der Regel mit einer Aluminium- oder 
einer Goldschicht). Durch Drehung der beiden Tandemgreifer 26, 27 um die Achse 28 werden die noch 
unbeschlchtelen Substrate A und B von dem ersten Tandemgreifer 26 in den Kombisputter 16 ubergeben, 
wahrend der zweite Tandemgreifer 27 die gerade beschlchteten Substrate A und B (gepunktet dargestellt) 
zum walking beam 12 transportiert und dort auf die nunmehr freigewordenen Platze absetzt, und zwar 
automafisch in der richtigen Reihenfolge. Der walk (Transportrahrhen) 2 relcht zwei Stationen fiber das 
Transportband 18 und der beam (Transportbalken) 1 hebt das A-Substrat und das B-Substrat hoch; der 
walk fahrt dann zwei Stationen zuruck und der beam 1 fahrt nach unten, wobei die Substrate A und B auf 


wo 01/63605 


PCT/EPOl/01978 


- 6- 

dem Transportband 18 der Kleberauftragsstation 17 aufgelegt werden. Damit wird ein Handling in der Art 
eines sogenannten Pick and Place eingespart. Anchliefiend warden die Substrate A und B 
hintereinanderifegend durch das Walzensystem der Hotmelt- Kleberauftragsstation hindurchbewegt, wobel 
mit einem vergleichsweise kurzen Rake! der Klebstoff auf die Substrate gerollt wird. Nach Vertassen der 
Kleberauftragsstation 17 werden die m\i Kleber belegten Substrate A und B von einem weiteren 
Tandemgreifer 19 gleichzeltig und lagerichtig erfasst und gleichzeitig in eine der Fugestationen 20 oder 21 
abgesetzt, wobei die Substrate A und B symmetrisch gehandelt werden. Die Fugestationen bestehen aus 
zwei zusammenklappbaren Halften 22 und 23; in die eine Halfte wird das A-Substrat und in die andere 
Halfte das B-Substrat abgelegt. Die Substrate werden in den Halften in geeigneter Weise fixiert und 
zentriert, z.B. auf Vakuumteller und mit Zentrierpins. Wenn die Halften zusammengeklappt sind, bilden sie 
eine Kammer, die evakuiert wird, Unter Einfiuli des Vakuums werden die beiden Substrate A und B 
zueinander angezogen und verkleben. Zusatzlicti wird zum Verpressen von oben und/oder unten Dmck 
ausgetibt. Vorzugsweise wird tiierzu der Substrattrager des unteren Substrats mittels Dmckluft nach oben 
gedruckt. Hierzu kann dieser Substrattrager an eine Kolben-Zylinder-Einheit angebracht sein oder der 
Substrattrager selbst ist als Kolben in der unteren Halfte der FQgestation bewegbar und kann direkt mit 
Druckluft beaufsclilagt werden, so dali im Ergebnis ein Zweikammernsystem gebildet wird, namlich eine 
evakuierbare Unterdruckkammer zwisclien den Substraten A und B und eine mit Druckluft befullbare 
Uberdruckkammer unterhalb des Kolbens. Nach Abschluft des Fugeprozesses wird die Vakuumkammer 
geoffnet und die fertige DVD kann entnommen, in einem Scanner 24 kontrolliert und schlielilich, wenn sie 
fur gut befunden ist, auf Gutteil-Spindein 29 abgelegt werden. Die Stapelspindeln 29 sind auf einem 
Rundttakttisoh oder - wie hier dargestellt - auf einem Llneartransport 25 in walking-beam-Ausfuhrung 
angeordnet. Ein derartiger Llneartransport 25 kann im Vergleich zu einem Rundtakttisch ieichter eine 
groBere Anzahl von Stapelspindeln 29 aufnehmen, so daB auf jeder Stapelspindel 29 bedarfsweise eine 
geringere Anzahl von DVD's abgelegt werden kann, wenn die Druckbelastung fur die untersten DVD's 
reduziert werden soli. 

Figur4 zeigt schematisch eine erfindungsgemalie Vorrichtung vom Typ UV-Kleber. Die Spritzaggregate 10 
und 11 fur das A- und das B-Substrat sind schrag zu einer DVD-Bondingstation 15 mit integriertem 
Kombisputter 16 angeordnet. Die spritzgegossenen Substrate A und B werden von den 
Obergabeeinrichtungen 13 und 14 vertikal In Spindelkuhler 30 und 31 abgelegt, Durch Rotation der 
eirizelnen Spindein werden die Substrate 5 in vertikaler Position in Richtung des walking beam 12 bewegt 
(siehe Pfeil) und dabei mit Kiihlluft beaufschlagt. Mittels eines Pick&Place 32 wird von dem Spindelkuhler 
30 ein A-Substrat und von dem Spindelkuhler 31 ein B-Substrat entnommen und hintereinander auf dem 
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walking beam 12 abgelegt. so da& die Substrate auf dem walking beam in einer Reihe A-6-A-B-A-B-... 
hintereinanderliegen. An der Metallisierungsstation 16 1st ein Kombisputter vorgesehen, der von zwei 
Tandemgreifem 26 und 27 in der gleichen Weise bestuckt und entleert wird wie dies be! dem oben im 
Zusammenhang mit Figur 3 beschriebenen Hotmelt-Typ-Bonder eriautert ist. Nach dem Beschichten 
werden die Substrate in der Reihenfolge A-B-A-B-A-B.,. weitertransportiert bis zu der UV-Kleberstation 33. 
WQ in an sich bekannter Art und Weise auf ein oder beide Substrate ein UV-aushartender Kleber 
aufgetragen wird, anschlieUend die Substrate A und B zusammengefugt werden. der UV-Kleber 
abgeschleudert wird und die gebondete DVD unter eine UV-Lampe getaktet wird, wo der UV-Kleber 
ausharten kann. 
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Bezugszeichenliste 

1 Transportbalken 

2 Transportrahmen 

2a,2b' balkenformige Seitenteile des Transportrahmens 

3 Trager 

4 Zentrierpin 

5 DVD-Substrat 

6 zentrische Ausnehmung im DVD-Substrat 

7 Halteelemente 

8 Auflageflache 

9 Fixierpin 

10 Spritzaggregat fur A-Substrat 

1 1 Spritzaggreagt fiir B-Substrat 

12 Walking-Beam 

13 Ubergabeeinrichtung fur A-Substrat 

14 Obergabeeinrichtung fiir B-Substrat 

15 Bondingstation 

1 6 Metallisierungsstation (Kombisputter) 

1 7 Kleberauftragsstation 

18 Transportband 

1 9 Tandemgreifer an Fiigestation 

20 Erste Fiigestation 

21 Zweite Fugestation 

22 Erste Halfte einer Fiigestation 

23 Zweite Halfte einer Fugestation 

24 Scanner zur Qualitatskontroile 

25 Uneartransport in walking beam Ausfuhrung 

26 Erster Tandemgreifer an Metallisierungsstation 

27 Zweiter Tandemgreifer an IVIetallislerungsstation 

28 Drehachse der Tandemgreifer 26 und 27 
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29 Stapelspindein 

30 SpindelkuhlerfurA-Substrat 

31 Spindelkuhler fur B-Substrat 

32 Pick&Place 

33 UV-Klebestation 
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Verfahren zum Herstellen einer DVD aus zwei DVD-Substraten A und B, wobei mit einem ersten 
Spritzaggreagat A das erste Substrat (A-Scheibe) und mit einem zweiten Spritzaggregat B das 
zweite Substrat (B-Scheibe) der DVD hergestellt werden, wobei in einer Beschichlungsstation ein 
Oder beide DVD-Substrate beschichtet, Insbesondere metallisiert werden, wobei in einer 
V ^ Kleberauftragsstation ein oder beide DVD-Substrate mit einem Klebstoff verselien werden und 
wobei die DVD-Substrate A und B wenigstens einer Fugestation zum Verbinden von A-Scheibe 
und B-Scheibe zu einer DVD zugefiihrt werden, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft zum Transportieren der DVD-Substrate A und B ein oder metirere walking-beam (12) 
vorgeselien sind, daii die A-Scheibe und die B-Scheibe abwechseind in einer Reihe hintereinander 
auf dem oder den wall<ing-beam (12) liegen (A-B-A-B-A-B-,.,) und daft der oder die walking-beam 
in einem Zweierschritt betrieben wird/werden. 

Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, 

daft an der Beschlchtungsstation (16) gleichzeitig eine A-Scheibe und eine B-Scheibe von dem 
walking beam (12) entnommen wird, und daft die Substrate A und B nach dem Beschichten auf 
demseiben oder einem weiteren walking beam (12) in Transportrichtung gesehen hintereinander 
abgelegt werden. 

Verfahren nach Anspmch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 

dass an der Beschlchtungsstation (16) zwei Tandemgreifer (26, 27) vorgesehen sind, daft mit dem 
ersten Tandemgreifer (26) ein Paar, bestehend aus einem A-Substrat und einem B-Substrat, von 
dem walking beam (12) entnommen und in einen Sputter eingelegt wird, und dass mit dem zweiten 
Tandemgreifer (27) das zuvor fertig gesputterte Paar von A-Substrat und B-Substrat entnommen 
und auf den zuvor freigewordenen Platzen des walking beam (12) abgelegt wird (zwei in, zwei out). 

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass zum Verldeben der DVD-Substrate (5) ein mittels eines Walzensystems auftragbarer Hot- 
Melt-Kleber vorgesehen ist, daft die Substrate A und B von dem walking beam (12) in der 
ankommenden Reihenfoige A-B-A-B-A-B... auf ein durch das Walzensystem laufendes 
Transportband (18) ubergeben werden und in dieser Reihenfoige das Walzensystem durchlaufen. 
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Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 

dass die mit Weber betegten Substrate A und B gleichzeitig von einem Tandemgrelfer (19) erfasst, 

glelchzeitig zu einer Fugestatlon (20, 21) bewegt und gleichzeitig dort abgelegt werden. 

. ' Verfahren nach einem der AnsprCiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 

dass die mit Kleber belegten Substrate A und B in einer Fugestation (20, 21) abgelegt werden, die 
aus zwei zusammenklappbaren Halften (22, 23) besteht, wobei in der einen Halfte die A-Scheibe 
und in der anderen Halfte die B-Scheibe abgelegt wird, wobei das Ablegen gleichzeitig erfolgt, und 
wobei nach dem Zusammenklappen der Halften das Verbinden der beiden Substrate A und B 
erfolgt 

7. Verfahren nach Anspmch 6, dadurch gekennzeichnet, 

dass nach dem Zusammenklappen der Halften der Fugestation (20, 21) diese eine Kammer bilden 
und diese Kammer evakuiert wird, 

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, 

dass die untere Schelbe auf einem in der Kammer verschiebbaren Kolben aufliegt und der Kolben 
von unten mit Druck, insbesondere mit Daickluft, beaufschlagt wird. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Spritzaggregate A und B (10, 11) zu beiden Seiten eines ersten walking-beam (12) und in 
Transportrichtung derart zueinander versetzt angeordnet werden, dass die jeweiligen Substrate A 
und B unmittelbar an den ersten walking-beam (12) ubergeben und in Transportrichtung 
hinteneinander und zeitgleich abgelegt werden konnen. 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 

dass die DVD-Substrate A und B nach ihrer Entnahme aus den Spritzaggregalen A und B (1 0, 1 1) 
mit Kuhlluft beaufschlagt werden, beisplelsweise in einem Spindelkuhler (30, 31) oder wahrend des 
Transports auf dem ersten walking beam (12). 
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11. Vorrichtung zum Herstellen einer DVD, insbesondere zur DurchfQhaing des Verfahrens nach 
einem der Anspruche 1 bis 10. mit zwei Spritzaggregaten A und B fur die Herstellung der DVD- 
Substrate, wobei mit dem ersten Spritzaggreagat A das erste Substrat (A-Scheibe) und mit dem 
zweiten Spritzaggregat B das zweite-Substrat (B-Scheibe) einer DVD hergestelit werden, mit einer 
Beschichtungseinrichtung zum Beschichten, Insbesondere zum Metadisieren der DVD-Substrate. 

, mit einer Kleberauftragsstation, mit wenigstens einer Fugestation zum Verbinden von A-Scheibe 
und B-Sclieibe, sowie mit Mittein zum Transportieren der DVD-Substrate und der fertigen DVD's, 
dadurch gekennzeichnet, 

dalJ zum Transportieren der DVD-Substrate A und B ein Oder mehrere walking-beam (12) 
vorgesehen sind, wobei die A-Scheibe und die B-Sclieibe abwechseind in einer Reihe 
hintereinander auf dem Oder den walking-beam (12) liegen (A-B-A-B-A-B-...) und wobei der oder 
die walking-beam (12) in einem Zweierscliritt bewegbar ist/sind. 

12. Vomchtung nach Anspruch 1 1 , dadurch gekennzeichnet, 

dass zum Kuhlen der DVD-Substrate A und B nach ihrer Entnahme aus den Spritzaggregaten A 
und B (10, 11) eine Kuhlstation, insbesondere vom Typ Spindelkuhler (30, 31), vorgesehen ist, dali 
ftir den Transport der gekuhlten Substrate A und B zu der Beschichtungseinrichtung (16) ein im 
Zweierschritt bewegbarer walking beam (12) vorgesehen ist, und dass Mittel (32) zum Umsetzen 
der Substrate A und B von der Kuhlstation auf den zuvor genannten walking beam (12) in der 
Reihenfolge A-B-A-B-A-B vorgesehen sind. 

13. Vomchtung nach Anspmch 1 1 oder 12, dadurch gekennzeichnet, 

da(i an der Beschichtungsstation (16) Tandemgreifer (26, 27) zum gleichzeitigen Greifen je eines 
A-Substrats und eines B-Substrats vorgesehen sind. 

14. Vomchtung nach Anspruch 13. dadurch gekennzeichnet, 

dali zwei einander gegenuberiiegende Tandemgreifer (26. 27) vorgesehen sind. die dergestalt 
zusammenvwrken, dass mit dem einen Tandemgreifer (26) ein Paar, bestehend aus einem A- 
Substrat und einem B-Substrat. von dem walking beam (12) entnommen und in die 
Beschichtungseinrichtung (16) eingelegt wird. vorzugsweise in einen mil zwei Sputterquellen 
ausgestatteten Kombisputter, und dass mit dem zweiten Tandemgreifer (27) das zuvor fertig 
beschichtete Paar von A-Substrat und B-Substrat entnommen und auf den zuvor freigewordenen 
Platzen des walking beam (12) abgelegt wlrd (zwei in, zwei out). 
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IS. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 1 bis 14. dadurch gekennzeichnet, 

daU in der Kleberauftragsstation (17) ein mittels eines Walzensystems auftragbarer Hot-Melt- 
Kleber vorgesehen ist, daS fur den Transport der DVD-Substrate zu der Kleberauftragsstation (17) 
ein im Zweierschritt bewegbarer wall(ing beam (12) vorgesehen ist und dafi die DVD-Substrate von 
dem zuvor genannten walking beam (12) in der ankommenden Reilienfolge A-B-A-B-A-B... auf ein 
\ durcli das Walzensystenr) laufendes Transportband (18) iibergebbar sind und in dieser Reihenfoige 
das Walzensystem durchlaufen konnen. 

16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, 

dass der walk (2) und/oder der beam (1) bis uber das Transportband (18) der Kieberauftragstation 
(17) reichend ausgebildet ist/sind. 

17. Vonrichtung nach einem der Anspriiche 1 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, 

dass ein oder mehrere Tandemgreifer (19) vorgesehen sind, mit denen die A-Scheibe und die B- 
Scheibe gleichzeitig und iagerichtig greif- und umsetzbar sind. 

18. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 11 bis 17, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Fugestation (20, 21) aus zwei zusammenklappbaren Halften (22, 23) besteht, wobei die 
eine Halfte zur Aufnahme der A-Scheibe und die andere Halfte zur Aufnahme der B-Scheibe 
vorgesehen ist, und dass die Halften in zusammengeklapptem Zustand eine evakuierbare Kammer 
bilden. 

1 9. Vonichtung nach Anspruch 1 8. dadurch gekennzeichnet. 

dass fiir die Haltemng der unteren Schelbe ein Kolben vorgesehen ist, wobei zum Verpressen der 
Substrate der Kolben mit Druck, insbesondere mit Dmckluft, beaufschlagbar ist. 

20. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 1 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Spritzaggregate A und B (10, 11) zu beiden Seiten des ersten walking-beam (12) und in 
Transportrichtung derart zueinander versetzt angeordnet sind, dass die jeweiligen Substrate A und 
B unmitteibar an den ersten walking-beam (12) ubergeben und in Transportrichtung hintereinander 
abgelegt werden konnen. 
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